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FIB - Focused lon Beam s

Analog zu einem System mit fokussiertem Elektronenstrahl (Raster- oder Durchstrahlungselektronenmikroskop) wechselwirkt
ein auf eine Probenoberflache einfallender lonenstrahl mit dieser und erzeugt so Signale, welche mittels geeigneter Detektoren
aufgefangen werden kdnnen. Im Unterschied zu ,leichten” Elektronen, welche die Probenoberflache kaum verandern, fihren
aber ,schwere” lonen zu einem Materialabtrag und kénnen so neben ihrer Bildgebenden Funktion auch als Mikro- oder
Nanobearbeitungswerkzeug verwendet werden.

Das Gerat Quanta 200 3D verfligt Uber eine Kombination aus Elektronen- sowie lonenquelle (Dual Beam), welche unabhangig
voneinander betrieben werden kénnen und damit die Vorteile beider Strahlquellen miteinander verbindet.

Einsatzgebiet und Anwendung (REM und FIB):
* Schichtdickenbestimmung, Schichtstrukturanalyse
* Insitu Querschnittspraparation im Gerat, auch von sehr diinnen (im Bereich einiger nm) Schichten auf der Oberflache

Léngs- und Kornorientierungskontrast
Querschnitt eines Zweischichtsystems
durch ein Stahlblech nach Préparation im Gerdt

e KristallgroBenbestimmung (chanelling effect)
«  Oberflachentopographie- und Oberflachenstrukturanalyse (ausgezeichneter Topographiekontrast bei Verwendung von
lonen)
»  Oberflachenrauhigkeiten
* Unterschiedliche Elementzusammensetzung
e Bruchflachencharakterisierung
+ TeilchengréBenbestimmung von Pulvern
*  Mikrosstrukturierung von Oberflachen durch Schneiden oder gezielte Abscheidung von Pt
*  Geflugeuntersuchungen
+  KorngréRenverteilung
* Phasenanalyse
*  Ausscheidungsidentifikation
* Elementanalyse (EDX)

Spezifikationen:

»  Beschleunigungsspannung: :
+ 0,2-30KkV (Elektronen) M/krostruktur/erung einer
e« 5-30kV(lonen) Oberfléiiche im Sub um Mafstab

«  Auflésung (Punkt zu Punktauflésung)
* 3,5nm bei 30 kV (Elektronen)
¢ 10 nm bei 30 kV und 10 pA (lonen)

e Abscheidung von Ptim Gerat

» 5-achsige motorisierte Probenbihne
*  Kippung -10 bis 60 °

«  Verfahrweg CEST Kompetenzzentrum
+  x=50 mm fiir elektrochemische
+  y=50mm Oberflachentechnologie
e z=25mm GmbH
+ Maximaler Gasdruck in Probenkammer: 27 mbar Viktor-Kaplan-Str. 2
» Variable Gaszusammensetzung in der Probenkammer 2700 Wiener Neustadt

*  (Semi)-quantitative Elementanalyse (EDX) fur Elemente mit Ordnungszahlen > Bor

(EDAX-Phoenix System) Tel: +43/2622/22266-0

Fax: +43/2622/22266-50

Probenanforderungen (FIB): Mégliche Proben: ] '
«  ProbegroRe: max.2 x 2 cm . Leitende Oberflachen: z.B. Email: office@cest.at
+ max. Probenhohe (bei Elementanalyse): 2 cm Metalle www.cest.at
*  Probenzustand: fest, pulverférmig + Nicht leitende Oberfl.: z.B.

Kunststoffe, Keramiken,
Papier,...



